Solution for researching

Maquina De Forno Tubular Pecvd Para Deposicao Quimica
Melhorada Por Plasma Inclinado

Numero do item: KT-PE16

introducao

Forno tubular PECVD avancado para deposicao
precisa de pelicula fina. Aquecimento uniforme,
fonte de plasma RF, controlo de gas
personalizdvel. Ideal para investigacao de
semicondutores.

Saiba mais

Modelo do forno PE-1600-60

Temperatura maxima
Temperatura de trabalho constante
Material do tubo do forno

Diametro do tubo do forno

Comprimento da zona de aquecimento

Material da camara
Elemento de aquecimento
Taxa de aquecimento

Par térmico

Controlador de temperatura
Precis&@o do controlo de temperatura
Unidade de plasma RF
Poténcia de saida
Frequéncia de RF

Poténcia de reflexao
Emparelhamento

Ruido

Arrefecimento

Unidade de controlo de precisdo do gas

Medidor de caudal

Canais de gas

Caudal

Linearidade

1600°C

1550°C

Tubo de Al203 de alta pureza

60mm

2x300mm

Fibra de alumina do Japao

Disilicida de molibdénio

0-10°C/min

Tipo B

Controlador PID digital/controlador PID com ecra tatil

+1°C

5 -500W ajustavel com estabilidade de + 1%
13,56 MHz +0,005% de estabilidade

350W max.

Automético

<50 dB

Arrefecimento a ar.

Medidor de caudal méssico MFC
4 canais

MFC1: 0-55CCM 02

MFC2: 0-20SCMCH4

MFC3: 0- 100SCCM H2

MFC4: 0-500 SCCM N2

+0,5% F.S.
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Repetibilidade +0,2% F.S.

Tubagem e vélvula Aco inoxidavel

Pressdo maxima de funcionamento 0,45MPa

Controlador do caudalimetro Controlador de bot&o digital/controlador de ecra tatil

Unidade de vacuo standard (opcional)

Bomba de vacuo Bomba de vacuo de palhetas rotativas
Caudal da bomba 4L/s

Porta de aspiragdo de vacuo KF25

Medidor de vécuo Vacuémetro de silicone Pirani/Resistance
Press&o de vécuo nominal 10Pa

Unidade de alto vacuo (opcional)

Bomba de vacuo Bomba de palhetas rotativas+Bomba molecular
Caudal da bomba 4L/S+110L/S

Porta de aspiragao de vacuo KF25

Medidor de vacuo Medidor de vacuo composto

Pressdo de vacuo nominal 6x10-5Pa

As especificagdes e configuragdes acima podem ser personalizadas

S S [

1 Forno 1
2 Tubo de quartzo 1
3 Flange de véacuo 2
4 Bloco térmico do tubo 2
5 Gancho do bloco térmico do tubo 1
6 Luva resistente ao calor 1
7 Fonte de plasma RF 1
8 Controlo preciso do gas 1
9 Unidade de vacuo 1
10 Manual de instruges 1
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